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要旨  

Tバ小 形状記憶合金薄膜を川いた過電流センサスイッチに／〕いて】スイッチ動作の偶成。構造を棉浮十L センサスイ   

ッチを試作）‥∃二流電流によるセンサスイッチ駆動を確認した．10mmX5mmサイズ約机川最少け薄膜で，スイッチ〝〕オ   

ン抵抗がl．1∈2j かつ什3A～ト5Aの範囲の電流が制御可経であることが判った．また，干動復帰主よる再駆動につい   

ても確認した．  

成膜後10mmx5mmサイズにハサミでカットし，銅ホイル  

を酸でニLツチングすることにより，TiNi【SMA単体グ）薄  

膜を作製した．なお，この膜の厚さ甘∴約鋸川である．  

2．2 形状記憶処理   

作製したTiNトSⅨ／i∧薄膜を，F†一心で何度30C に形状記  

憶させるため，金型で挟み込み国定，真空熱処理かを使用  

しTable．2即熱処理条件で形状記憶処理を行／ニた． Fig．1  

に言」憶処理後のSM皿牒膜の外観を示す．  

1．はじめに   

当センターーでは，1996年から「llj八1形状記憶合金薄膜を  

川いたマイクロアクチエエータ（微小駆動甑）グ）研究開発  

に取り組んできた．形状記憶合金は大きな動作量と発生力  

を有し，単純な機構であるので，形状記憶合金をマイクロ  

化できれば，他〝げクチエェー→タと比較しても将来有望カ  

マイクし十アクチェコニー1タとなる可能性がある．   

共同研ワ一己先である．裾1J電／一工業（有）は，マイクロスイ  

ッチの市場において新規参入を行うため，製品化／＼向けた  

技術開発に取り組みを行ってきた．過去の榔究結果より，  

形状記憶合金薄順班灘潤特性8応答性・発生力などの物件  

を諷査保護素予の駆動部に適した材料であることが分か  

っている．   

本ユ挿抹＝二究で…もこ互〕スイッチの構成■駆動機偶の検討  

箸Till形状記憶合金（封1こ1世丸壬enlOryノ1＝0）「二Sll八）滞暇を  

円いたスイッチ回路の作製富電気特性の把握に／っいて取  

り組みを行ったので報莞する．  

処理前圧力   1×10やa以卜   

溶体化処理   700ごC 301nうrl   

時効処．埋   50（〕℃ 2∠10mjn   

冷却方法   鉦然冷却 200mjrl   

Table2．形状記憶処理条件  

2．実験方法   

2．1形状記憶合金薄膜の作製   

スパッタ法を他ノ札 基板には銅ホイルを快［H，Tab！e．1  

町戒膜発作によりノl封㍍甜計紆余薄膜を什穏しノた．  Fig．1角度30 で記憶処  

2．3 スイッチの構成・駆動機構  スパッタ法   マク、不トロンスハソ叫ンデ法   

クー、ゲット   Ti：1ユ＝50：50 之1しヲ〔1   

クー几ゲット  基板i制侶離   Jミニ）≡mm   

成膜室圧力   0．6†）n   

成膜時間   

印ノ肛竃∴   Rド 20nl～r  Ⅰ）〔110〔川r   

形状記憶合金薄膜  

～●  ノ  

配線  

烏∴  

Fig．2スイッチげ〕イメージ   
Tablc．1成膜条件  
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膜の混度上汁と周朴m湿度の闇係，ベース部ハ〟兄㍍乳量  

渾購押）電極へ押さえ仁〕れるノしL力と接ノ∴う二損杭などぴ）ー要≡人】が  

絡んでいると考え〔こ）れろ．さらに，需流を（トリAで数秒，  

1．2八以仁ごは ′ri′云源び〕スイッチオンとほぼト＝庫に駆動す  

ることをト＝兄にて確認Lた．  

センサスイ、ソナ亡ノ雄短調≒イメー∧ジをF圧．2に／Jこ－j∴性伏記  

際軌処理後シ）■†1j＼－SN′′Iノ＼は，くび）′」′二に＝りこミ／〕た状態で，  

まっjぐに伸びないため，スイッチを固定するベー「ス∴／）  

いては＼平面ではなく約10汀1mdの≡j柱ゾ）曲面を利用し∴強  

制的に伸びろ構造とした．二び〕ため，亨糾う‡軌作についてさ」土，  

手動でSMAをカールさせる形でj「Pさえることに上り，丸  

】し車甘極ハツド／＼〃）コンタクト〃〕ため〝）＝リ」が寸し」二られる様  

にしノた．   

また，ノ電極パッドには5 金メッキを施Lたシー一ル基板を  

「引ヰ出‖両こあわせて貼り付けた．二げ〕とき〃）∴昔極間腔離  

技2mmさ二Lた．㌢た，一万宜）電極パッドに鷺讃封′巨＼－一ス ト  

ドー几タイトに⊥県 形状記憶合金薄膜をやはり「引‥榊ー［拙こ  

あわせて貼りイ、」▲けた∴祈料陳パットからは ハンダ付けに  

i二りリード線を取り糾しノ，ノ「［三沢ラインヘ′汗き回Lた．セン  

サスイッチの尖装外観をFig．3に／」ミす  

i∵ig．5 通常8復帰状態  

i二1ig．6駆動状態  

3．2 センサスイッチの復帰   

センサスイツ子m復帰軌イノ廿ヒコ 手鰍こよりゝMA薄膜が  

か－ルする上うに押しつけることで復帰状態とし，オン抵  

抗が常＝最前後で安定して得二られているたれ 十分な接触  

圧が門ヰれていると考え〔二〕れる。  

4．むすび   

以卜，rr、i＼川手状記憶合金薄膜を用いた過電流センサスイ  

ッチについて，スイッチ動作の構成十構造を検討，スイッ  

チしロ用汽を≡対乍∴甘流電流に上そ膏ンサスイッチ駈動を碓認  

した．肋1in：く5川nlサイズ約8ノ」rnl厚即渾膜で，スイッチのオ  

ン抵抗がL‖∋，か／つ0∴うノ㌧～1．5ノゝグ）範囲のノ電流が制御イ  

能であることが判／1た．主たフ 一助復帰に上るけ用匡勤につ  

いても確認しノた．  

／ナ捜さコ、，詳細な電※雄押出刃出札∴構造パラメー▲タに上る  

勺十性評価なJ  尖川化へL‘小け二研究を進めてく予定て凍  

る．   

Llig．3 センサスイッチび〕某装外観  

3．実験結果及び考察   

う．1センサスイッチの駆動実験   

センサスイッチの駆動評価のためぴ〕，スイッチ回路を  

fTiとて．4にホす．本恒欄引手 センサスイッチに直列に「私流定  

電流彿を斉麦続モノた構成である．  

追証   

本実験に便宜し／たスパッ′タリング裳牒二（iさ叩tけし〔汀）ご土，  

［ト1く【′j転車振興ば叩〕帥仙企左・ノ乳十手昔繹しことJ〔りである．   

Fig．4 スイッチ回路  

センサスイッチに〔）∴うAゾ〕ノに流を流Lた‖上j∴「でづ〕メイッ  

チリ〕」ン抵抗はJ∴照であった」また∴ 耗流をし）．＝しで保  

持し／′りぶイ†にj 約50抄後にセンサスイッナがド圧．5の通  

ド厘．〔うジ用材射出洛へ移右Lプニ．駆動jでの畔  

肛いL†謂匪けり業境乳性に⊥ りバラツキ′′シりL言Jれた．二れfl  
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